Rozwdj technologii informacyjnych wptywa na rozwdj zastosowan metod sztucznej inteligencji w
réznych dziedzinach. W tym obszarze na szczegdlna uwage zwraca sie na zastosowania sztucznych sieci
neuronowych, zbioréw rozmytych, algorytmoéw genetycznych.

Typ zadania wykonywanego przez siec jest zwigzany ze struktura sieci.

Cztery typy zadan?

Autoasocjacja — polega na rekonstruowaniu zafatszowanego obrazu na podstawie zapisanego w sieci
zbioru wzorcéw. Wynikiem jest obraz jednego ze wzorcow, ktéry jest najblizszy rekonstruowanemu
wzorcowi — przyktadem jest sie¢ Hopfielda.

Heteroasocjacja — polega na powigzaniu obrazéw wejSciowych z odpowiednimi wzorcami
generowanymi, jako obrazy wyjsciowe — przyktadem sg sieci typu CP.

Klasyfikacja — polega na przypisywaniu obrazéw wejsciowych do odpowiednich zbioréw,
definiowanych jako klasy. Klasy sg okreslane poprzez wzorce, zapisane w sieci w procesie ich uczenia.
W sieciach tego typu liczba wyjs¢ odpowiada wczesniej okreslonej liczbie klas — przyktadem tego typu
sieci jest perceptron wielowarstwowy.

Detekcja regularnosci — polega na wykrywaniu istotnych cech w obrazach wejsciowych i ich
grupowaniu ze wzgledu na podobienistwo tych cech. Sie¢ musi sama tworzy¢ reprezentacje zbioru
obrazéw wejsciowych na wyjsSciu poprzez procedure uczenia bez nauczyciela (uczenie
nienadzorowane) — przyktadem tego typu sieci jest sie¢ Kohonena.

Dziedziny, w ktoérych stosuje sie sieci neuronowe, to miedzy innymi: analiza problemow produkcyjnych,
analiza spektralna, analiza sygnatéw; diagnostyka; badania psychiatryczne, medyczne; dobor
pracownikéw, materiatéw; optymalizacja; prognozowanie rozwoju technologii’; poszukiwanie z16z,
np. ropy naftowej; rozpoznawanie obiektow, pisma, mowy; kryminalistyka; sterowanie procesami
przemystowymi, robotami, obiektami latajgcymi; ...

Wybrane przyktady zastosowan metod sztucznej inteligencji

" NIEPEWNOSC

BADANIA DOSWIADCZALNE
EMPIRYCZNE | HEURYSTYCZNE
MODELE

/ 4 WZROST ZtOZONOSCI
/\ OPISU

OBROBKI " CECHY.ROZMYTE

SCIERNE METODY SZTUCZNEJ
INTELIGENCII

BAZY DANYCH

ZALEZNOSCI
STATYSTYCZNE

______ MODELE FIZYCZNE

PRECYZYJNE MODELE
MATEMATYCZNE

WIEDZA, STOPIEN POZNANIA

Metody badan, analiz i modelowania w zaleznosci od stopnia niepewnosci opisu oraz stopnia
poznania problemu3

1 Knosala R.: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inzynierii produkcji).
2 Halicka K.: Prospektywna analiza technologii. Metodologia i procedury badawcze.
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Metody stosowane w analizie i modelowaniu proceséw obrébki sciernej?
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Schemat metodyki tworzenia i oceny poprawnosci modelu neuronowego procesu szlifowania
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NN - sieci neuronowe, DT drzewa decyzyjne®®
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Typ urzadzania | Oznaczenie | Producent Wybrane parametry
Zestaw obiektywow: 10x, 40x, dokfa-
dnos¢ powigkszenia: + 3%, techniki ob-
serwacji: jasne/ciemne pole, polaryza-
cja, kontrast Nomarskiego
Realizowane zadania pomiarowe
Weryfikacja rezultatow otrzymanych
z mikroskopu konfokalnego, obrazowa-
nie powierzchni prébki
Wybrane parametry
Dhugos¢ fali zrédta Swiatta: 4 =408 nm,
zestaw obiektywow: 5x, 10x, 20x, 50x
i 100x, maksymalne powigkszenie do
17280%, rozdzielczo$¢: do 120 nm,
detekcja uskokéw: do 85°, powtarzal-
nos$¢ (o$ z): 0,012 nm, powtarzalnos¢
(08 x-y): 0,02 nm
Realizowane zadania pomiarowe
Obrazowanie powierzchni, analiza topo-
graficzna SGP, wyznaczanie wartosci
wybranych parametréw SGP
Wybrane parametry
Rozdzielczos¢: 4 nm (tryb wysokiej
prézni), 5 nm (tryb niskiej prozni), po-
JEOL (Japonia) wiqkszenie:.od 18 do 300000x%, napigcie
przyspieszajace: od 0,5 do 30 kV
Realizowane zadania pomiarowe
Obserwacje 1 analizy mikrostruktury
rysy przy réznych powigkszeniach
Wybrane parametry

Mikroskop
optocyfrowy

Olympus
(Japonia)

DSX500 "

Konfokalny
laserowy
mikroskop
skaningowy

LEXT
0OLS4000 %

Olympus
(Japonia)

Elektronowy
mikroskop
skaningowy

JSM-
5500LV

Detektor

(spektrometr)
EDS

INCAPenta
FET-x3 ¥

Oxford
Instruments
(W. Brytania)

Detektor Si(Li) o aktywnej powierzchni
30 mm’, liczba zliczen na wejsciu/wyj-
$ciu 4 keps, rozdzielczos¢ 123 eV

Realizowane zadania pomiarowe

Analiza skatdu chemicznego wybra-
nych obszaréw prébki z widoczng rys
wyposazony w oprogramowanie DSX 1.0 (Olympus Japonia) wspomagane przez
TalyMap Platinum 5.0 (Digital Surf, Francja), - " wyposazony w oprogramowanie OLS
4000 2.1 (Olympus Japonia) wspomagane przez TalyMap Platinum 5.0 (Dlgltal Surf,
Francja), >’ wyposazony w dedykowane oprogramowanie (JEOL, Japonia), " wyposa-
zony w dedykowane oprogramowanie (Oxford Instruments, W. Brytania)

D

Systemy mikroskopowe stosowane w badaniach doswiadczalnych'!

11 Nadolny K., Kaptonek W.: Ocena warunkdw tribologicznych pracy $ciernic z ziarnami submikrokrystalicznego korundu
spiekanego na podstawi analizy morfologicznej widréw z zastosowaniem zaawansowanych technik mikroskopowych



